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第 4 章では、窒素ドープグラファイト表面の塩基性と CO2吸着特性について述べられている。ORR に
おいて酸素分子がルイス塩基点に吸着することを想定し、塩基点のプルーブ分子である CO2の吸着・脱
離挙動を、ピリジン型窒素およびグラファイト型窒素をドープしたモデル触媒表面を対象に調べている。
その結果、ピリジン型窒素をドープした HOPG にのみ CO2 が化学吸着し、グラファイト型窒素をドープし


















































  平成 30 年 2 月 10 日、数理物質科学研究科学位論文審査委員会において審査委員の全員出席の
もと、著者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、審査委員全員に
よって、合格と判定された。 
 
〔結論〕 
 上記の論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分な資格
を有するものと認める。 
 
